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Manipulator do pomiaru rezystywnosci materiatéw pélprzéwodnikowych
zwlaszcza w ksztalcie plytek i pretow

Przedmiotem wynalazku jest manipulator do pomiaru rezystywnosci materiatéw pé+tprzewodnikowych,
zwtaszcza w ksztatcie ptytek i pretéw.

W publikacji: Sikorski Stanistaw, Stolarski Edward, Sottys Zdzistaw, Piotrowski Tadeusz: Przyrzad do
pomiaru opornosci wtasciwej pétprzewodnikéw, Archiwum Elektrotechniki, t.Xvlll, 1 969, na stronie 211-216
podano blizej spos6b pomiaru rezystywnosci.

Znana dotychczas konstrukcja manipulatora sktada sie z kolumny mocowanej nierozdzielnie z ptytq no$na.
Do kolumny zamocowana jest rozdzielnie sonda pomiarowa czteroostrzowa za posrednictwem przesuwu
mikro-makro, mocowanego nieroztacznie do kolumny, umozliwiajacego przemieszczenie sondy w kierunku piono-
wym do ptyty nosnej. Do tej ptyty jest mocowany roztacznie walcowany element konstrukcyjny, na ktérym
umieszczona jest badana ptytka materiatu potprzewodnikowego. Usytuowanie tego walcowego elementu
konstrukcyjnego jest takie, aby ostrza sondy pomiarowej trafity w srodek jego gérnej ptaszczyzny. W przypadku
badania materiatéw pdtprzewodnikowych w ksztatcie pretéow omawiany walcowy element konstrukcyjny
zostaje usuniety, za$ do mocowania i manipulacji preta stuza zaciski mechaniczne stanowiace oddzielny element
konstrukcyjny manipulatora. Zaciski te osadzone sg przesuwnie w prowadnicach na szynie zamocowanej
nierozdzielnie do ptyty nosnej. Szyna ta wyposazona jest w pokretto do regulowania wielko$ci przesunigcia
preta w ptaszczyznie poziomej.

Manipulator pozwala na okreslenie parametréw badanego materiatu tylko w wyznaczonych punktach na
ptaszczyznie. Konstrukcja manipulatora umozliwia doktadne badanie materiatu we wszystkich punktach
ptaszczyzn x-y. Badanie rozktadu rezystywnosci materiatu p6tprzewodnikowego na ptaszczyznie jest w tym
przypadku umozliwione.

W celu umozliwienia badania materiatu w dwu prostopadtych osiach opracowano manipulator do pomiaru
rezystywnosci materiatéw p64przewodnikowych bedacy przedmiotem niniejszego wynalazku.

Zgodnie z wynalazkiem konstrukcja manipulatora oparta jest na podzespotach, sktadajacych si¢ z prze-
suwu mikro-makro z ramieniem utrzymaujagcym sonde pomiarowa, oraz stolika krzyZowego. Stolik krzyzowy
zamocowany jest obrotowo w podstawie ramienia. W zaleznosci od ksztattu badanego materiatu pétprzewodni-
‘kowego stolik krzyzowy wyposazony jest w odpowiednie zespoty mocujgce i instalujgce badany materiat.
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W przypadku pomiaru ptytek pétprzewodnikowych do stolika krzyzowego mocowana jest ptyta naktadkowa
z otworem, Otwdr ten stuzy do wprowadzenia elementu konstrukcyjnego, na ktérym umieszcza si¢ badang ptyte
materiatu p6tprzewodnikowego. W przypadku pomiaru pretéw z materiatu p6tprzewodnikowego do stolika
krzy2owego jest mocowana ptyta naktadkowa wyposaiona w dociski stuZzace do uchwycenia badanego materiatu
pétprzewodnikowego. !

Korzyécig techniczng ze stosowania wynalazku jest wigksza doktadno$¢ przestrzenna wyznaczania
rezystywnosci badanego materiatu p6tprzewodnikowego. Manipulator wedtug wynalazku zapewnia mozliwo$é
badania materiatu w dwu prostopadtych osiach oraz we wszystkich punktach ptaszczyzny.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia widok ogélny manipulatora z pttka naktadkowa do badania ptytek pélprzewodnikowych, natomiast
fig. 2 — widok z géry ptyty naktadkowej do badania pretéw pétprzewodnikowych.

Manipulator wedtug wynalazku jak przedstawia fig. 1 rysunku sktada si¢ z ramienia 2, zespotu przesuwu
mikro-makro 1 z sonda pomiarowa 4 oraz obrotowego stolika krzyzowego 3 z zamocowang ptytq naktadkowa 10
stuzaca do ustalania ptytki pétprzewodnikowej 13 poprzez cylindryczny element posredni 12, na ktérym
spoczywa badany materiat p6tprzewodnikowy 13. Stolik krzyzowy 3 zamocowany jest obrotowo w podstawie 6
do ramienia 2 manipulatora tak, ze po odkreceniu sruby blokujacej 9 mozliwy jest obrét stolika krzyzowego 3
w ptaszczyznie poziomej. Po zmianie osadzonego na ptycie naktadkowej 10 cylindrycznego elementu posred-
niego 12, na ktédrym umieszczona jest badana ptytka p6tprzewodnikowa 13, poddaje si¢ badaniu ptytki
pStprzewodnikowe o réznych grubosciach.

Jak pokazuje fig. 2 rysunku po umocowaniu na obrotowym stoliku krzyzowym 3 ptyty naktadkowej 14
z ruchomymi przesuwnie dociskami 15 stuzacymi do uchwycenia badanej prébki swoja czescig talerzykowq
wykonana korzystnie z otowiu doprowadza si2 do nich prad pomiarowy. )

W srodku ptyty nakddkowej 14 znajduje sie otwor stabilizujacy 15 kotek pryzmy 18, na ktérej spoczywa
badany pret pétprzewodnikowy nieuwidoczniony na fig.2 ry sunku. Manipulator jest dotaczony elektrycznie do
zasilacza dla doprowadzenia pradu pomiarowego do zewngtrznych ostrzy sondy pomiarowej 4 w przypadku
pomiaru ptytek pétprzewodnikowych lub do czegsci talerzykowej dociskéw .15 w przypadku pomiaru pretéw
pétprzewodnikowych. Ponadto manipulator jest dotaczony elektrycznie do kompensatora dla pomiaru spadku
napiecia pomiedzy wewnetrznymi ostrzami sondy pomiarowej 4.

ZastrzeZzenia patentowe

1. Manipulator do pomiaru rezystywnosci materiatéw pétprzewodnikowych, zwtaszcza w ksztatcie ptytek
i pretéw, ktory sktada sie z kolumny mocowanej nierozdzielnie z ptytkq no$na, zas do tej kolumny zamocowana -
jest rozdzielnie sonda pomiarowa czteroostrzowa za posrednictwem przesuwu mikro-makro, mocowanego
nieroztacznie do kolumny i umozliwiajgcego przemieszczenie sondy w kierunku pionowym do ptyty nosnej, do
ktérej jest mocowany roztacznie walcowy elemnt konstrukcyjny dla umieszczenia na nim badanej ptytki
materiatu pétprzewodnikowego, przy czym walcowy element konstrukcyjny jest ustyuowany tak, aby ostrza
sondy pomiarowej trafiaty w srodek jego gornej ptaszczyzny, a w przypadku badania materiatéw pé+przewodni-
kowych w ksztatcie' pretow ten element jest wymieniony na zaciski mechaniczne osadzone przesuwnie
w prowadnicach na szynie zamocowanej nierozdzielnie do ptyty no$nej i stuzace do mocowania i manipulacji
preta badanego, a ta szyna wyposazona jest w pokretto» do regulowania wielkosci przesuwania badanego preta
w ptaszczyZnie poziomej,znamienny tym, ze sonda pomiarowa (4) jest zamocowana trwale do listwy
ruchomej (5) przesuwu mikro-makro (1) pozwalajacej na jej stabilizacje i ruch w osi pionowej oraz iz stolik
krzyzowy (3) zamocowany jest za posrednictwem tacznika do podstawy (6) i ptyty konstrukcyjnej (7) natomiast
stolik krzyzowy (3) wyposazony jest w ptyty naktadkowe (10. 14), stuzace do utrzymywania badanych ptytek-
potprzewodnikowych (13) oraz badanych pretéw pétprzewodnikowych korzystnie za pomoca cylindrycznego
elmentu posredniego (12) i pryzmy (18), przy czym ptyty te sa mocowane do listwy (8) stolika krzyzowego (3)
przesuwanej w ptaszczyZnie poziomej w osi X-X.

2. Manipulator wedtug zastrz. 1, znamienny tym, 2e podstawa (6) wyposazona jest w $rube
blokujacq (9) umozliwiajacy bezstopniowa regulacje obrotu stolika krzyzowego (3) wok6+ osi pionowe;.

3. Manipulator wedtug zastrz. 1, znamienny.tym, Ze ptyta naktadkowa (10) wykorzystywana przy
badaniu ptytek pétprzewodnikowych (13) wyposazona jest w otwér (11) ustalajacy cylindryczny element
_ posredni (12), a ktérym spoczywa badana ptvtka pétprzewodnikowa (13).

4. Manipulator wedtug zastrz. 1, znam ienny tym, 2e ptyta nakadkowa (14) wyposazona jest
w dociski (15) mocowane do niej w spos6b przesuwny poprzez listwy prowadzgce (16), przy czym dociski (15)
stanowia kontakty do badanego materiatu p6tprzewodnikowego.
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5. Manipulator wedtug zastrz, 1'albo 4, znamienn Yy tym, ze ptytka naktadkowa (14) wyposazona
jest wtwor (17) ustalajacy cylindryczny element posredni (12).

6. Manipulator wedtug zastrz. 1 albo 3albo5, znamienn Yy ty m, Ze cylindryczny element posredni
(12) ma ksztatt pryzmy (18) podtrzymujacej i stabilizujacej mechanicznie badany pret pStprzewodnikowy.

Fig1
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